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要約 【利用分野】

マイクロ構造の製造方法、マイクロ構造体、受光素子及び粒子検出器に関する

もの。

【発明の内容】

入射角が大きな光に対する感度を向上させるもので、そのために、マイクロ構

造の製造方法は、シリコン基板５０の被エッチング部に等方性プラズマエッチ

ングを行なうステップと被エッチング部の少なくとも側面に保護膜を形成する

ステップとを交互に実行する第１エッチング工程と、第１エッチング工程の実

行後に、被エッチング部に等方性プラズマエッチングを行なう第２エッチング

工程とを含み、シリコン基板５０の内部に向かい弧状に膨出する複数の凹部５

０ｃから成るマイクロ構造を形成する。
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